Informacje ogélne

Jednostka prowadzaca kierunek: Wydziat Mechaniczny Politechniki Koszalinskiej
Kierunek studiow: Zarzadzanie i Inzynieria Produkcji
Nazwa kursu: Systemy pomiarowe
Przynaleznos$¢ do modutu: Technologia produkcji
Forma zajec Wyktad Cwiczenia | Laboratorium Projekt Seminarium | Konwersatorium
Liczba godzin kursu 15
Liczba punktéw ECTS 1
Sposob zaliczenia Zaliczenie z oceng

KARTA KURSU

Informacje ogdlne o kursie

Jednostka realizujgca: Wydziat Mechaniczny
Katedra/Zaldad: Inzynierii Produkcji
Osoba odpowiedzialna dydaktycznie: |dr hab. inz. Czestaw tukianowicz, prof. nzw. PK
Profil studiow: ogdlnoakademicki
Forma studiow: stacjonarne
Poziom ksztatcenia: Poziom |
Semestr: 4
Kod kursu:
Jezyk wyktadowy: polski
Rodzaj kursu: obowigzkowy
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Forma zajec: — —
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Cel/-e kursu
1 Zapoznanie studentéw z zadaniami i pojeciami dotyczacymi systemoéw diagnostycznych, pomiarowych i kontrolnych.
2 Zapoznanie studentéw z wybranymi systemami pomiarowymi oraz ich zastosowaniami.
3 Zapoznanie studentéw z zasadami doboru odpowiedniego oprzyrzagdowania w celu dokonania pomiaru i kontroli.
4 Zapoznanie studentéw z metodami opracowywania wynikdw pomiardéw i kontroli.
Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji
1 Znajomos¢ jednostek miar uktadu SI.
2 Wiedza z zakresu przedmiotu Miernictwo warsztatowe .
Efekty ksztatcenia dla kursu (EKP)
. Odniesienie do modutowych
Wiedza: efektow ksztatcenia (EKM)
EKP1 |przedstawia tendencje w pomiarach, monitorowaniu i kontroli wielkoéci geometrycznych. M6A_WO02
Charakteryzuje i klasyfikuje w systemy pomiarowe przeznaczone do pomiaru wielkosci geometrycznych.
EKP2 Lo L . . M6A_W02
Wymienia przeznaczenie i podstawowe funkcje tych systemdw. -
Definiuje i klasyfikuje sygnaty pomiarowe oraz wymienia sposoby akwizycji i przetwarzania sygnatow w
EKP3 ) ytikuje sygnaty p Yl p Y ycjiip Y8 M6A_W02
systemach komputerowych.
Okresla elementy wykorzystywane w optyczno-elektronicznych systemach do pomiaru wielkosci
EKPa y wykorzysty pty yeh sy P M6A_W02
geometrycznych. -
Zna sposoby diagnostyki, monitorowania i kontroli mikro- i makrogeometrii powierzchni metodami
EKP5 . . . . M6A_WO02
stykowymi, elektronicznymi i optycznymii.
Umiejetnosci:
Kompetencje spoteczne:
Ma $wiad $¢ waznosci i i techni kty i skutki dziatalnosci inzynierskiej, zwt
EKPE a $wiadomos$¢ waznosci i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki dziatalnosci inzynierskiej, zwtaszcza w M6A_KO1

zakresie proceséw przemystowych.
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Powigzanie z efektem
ksztatcenia dla kursu
(symbol EKP)

Wspotczesne tendencje w pomiarach wspomaganych komputerowo. Rola systemdw diagnostycznych, pomiarowych i kontrolnych we

w1 wspotczesnej technice. Pojecia podstawowe i definicje. Klasyfikacja systeméw diagnostycznych, pomiarowych i kontrolnych. 1 EKP1, EKP2, EKP6
w2 Ogédlna charakterystyka i klasyfikacja systemdw pomiarowych. Konfiguracja i podstawowe elementy funkcjonalne systeméw 1 kP2
pomiarowych. Systemy pomiarowe przeznaczone do pomiardw wielkosci geometrycznych.
w3 Sygnaty pomiarowe analogowe i cyfrowe. Probkowanie, kwantowanie i kodowanie sygnatéw pomiarowych. Przetwarzanie sygnatéw w 1 £KP3
systemach pomiarowych.
wa Wybrane elementy systeméw pomiarowych przeznaczonych do pomiaru wielkosci geometrycznych. Przetworniki wielkosci 1 EKP2
geometrycznych na sygnat elektryczny. Charakterystyki statyczne i dynamiczne przetwornikéw pomiarowych.
W5 Elementy optyczno-elektroniczne wykorzystywane w systemach do pomiaru wielkosci geometrycznych. Laserowe zrodta swiatfa. 1 EKPA
we Elementy optyczno-elektroniczne wykorzystywane w systemach do pomiaru wielkosci geometrycznych. Soczewki, zwierciadta, 1 EKPa
pryzmaty, $wiattowody, modulatory optyczne, detektory fotoelektryczne.
w7 Systemy pomiaru wielkosci geometrycznych metodami interferencyjnymi. Interferometry laserowe do pomiaru dtugosci. 1 EKP2, EKP4
Systemy do pomiaru wielkosci geometrycznych. Wspétrzednosciowa technika pomiarowa. Maszyny, roboty, centra i ramiona
ws pomiarowe. Konstrukcyjne i eksploatacyjne wiasciwosci wspdtrzednosciowych maszyn pomiarowych. 1 EKP2, EKP3
Nowoczesne rozwigzania wspotrzednosciowych maszyn pomiarowych i stosowanych w nich gtowic pomiarowych. Techniki optyczne.
w9 N ) 1 EKP2, EKP3, EKP6
Metody skanowania i trackingu.
Systemy do pomiaru odchytek ksztattu i potozenia. Systemy do pomiaréw ptaskosci. Systemy do pomiarow okragtosci walcowosci.
w10 Algorytmy wyznaczania elementéw odniesienia przy pomiarach odchytek ksztattu i potozenia. 1 EKP2, EKP3
Systemy do pomiaru nieréwnosci powierzchni. Profilometry stykowe i optyczne. Przetwarzanie sygnatu pomiarowego w profilometrach
wi1 stykowych. Metody filtracji profilu powierzchni. Mikroskopia interferencyjna i mikrointerferometria. Techniki dyskretnej zmiany fazy. 1 EKP3, EKP5
W12 Metody oceny nieréwnosci powierzchni wykorzystujace zjawisko rozpraszania $wiatta. Skaterometria laserowa. 1 EKP3, EKP5
Pomiary nieréwnosci powierzchni za pomoca optyczno-elektronicznych systemdw kontrolno-pomiarowych. Mikroskopia tunelowa i
w13 mikroskopia sit atomowych. 1 EKP3-EKS
Podstawy przetwarzania obrazow mikroskopowych. Klasy obrazow. Modele koloréw. Filtracja przestrzenna i czestotliwosciowa
wi4 obrazéw. Analiza intensywnosci obrazu. Mierzenie i zliczanie obiektéw. 1 EKPS
Systemy pomiarowe wykorzystujace sieci komputerowe. Przyrzady pomiarowe wirtualne. Idea wirtualnych przyrzadéw pomiarowych.
wi1s Budowa i programowanie przyrzadéw wirtualnych. Systemy LabVIEW, LabWindows, HP VEE. 1 EKPS, EKP6
SUMA GODZIN 15
Narzedzia dydaktyczne
1 |Podreczniki akademickie i skrypty
2 |Prezentacjemultimedialne
Sposoby oceny
O: fektow K tcenia dla kursu Sposéb weryfikacji efektéw
-P- 5 Zasady ocen
Lp (EKP) ksztatcenia v Y
1 EKP1 - EKPS Kolokwium zaliczeniowe -pisemny |Uzyskanie pozytywnej oceny wymaga sformutowania 60% poprawnych odpowiedzi na zadane pytania-
test wiadomosci. problemy.
Korzystanie z konsultacji, uczestniczenie w pracach kota naukowego i udziat w ponadobowigzkowych formach
2 EKP6 Obserwacja uczestniczaca. | y A P 8 P & v
zajec.
Obciagzenie praca studenta
Lp. Forma aktywnosci Srednia liczba godzin na -zreallzuwanle
aktywnosci
1 Wyktady - godziny wedtug planu zajec.. 15
3 Przygotowanie do zaliczenia. 10
SUMA GODZIN 25
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS
[1] ECTS
DLA KURSU
w tym liczba ECTS dla zajec z udziat yciela akademickit 0,6
w tym szacunkowo dla zaje¢ praktycznych 0
Literatura podstawowa
1 Ratajczyk E..: Wspdtrzednosciowa technika pomiarowa. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005.
2 Jakubiec W., Zator S. Majda P.: Metrologia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A., Warszawa, 2014. (w przygotowaniu)
3 Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielkosci geometrycznych. WNT, Warszawa, 2004.
Literatura tniaj
1 Rak R.: Wirtualny przyrzqd pomiarowy realne narzedzie wspétczesnej metrologii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
2 |Adamczak S.: Pomiary geometryczne powierzchni: zarysy ksztattu, falistos¢ i chropowatosé. WNT, Warszawa, 2009.
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